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纵向莫尔条纹在自准直仪中的应用 
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摘要  为了提高自准直仪的分辨力，将纵向莫尔条纹引入到光路中，用长光栅代替传统单狭缝，将长光栅成像在
CCD检测器上，CCD作为标尺光栅，通过两个光栅叠加形成的莫尔条纹的变化可以将成像位移分辨率提高到亚像
元，进而将自准直仪的角度分辨率提高到毫秒级.实验结果表明，相对于直接检测狭缝边缘的方法，莫尔条纹法的
分辨力提高了25倍. 
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